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Bezeichnung der Erfindung 

Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem fur ein Walzlager und Walzlager 

mit einem solctien System 

Beschreibung 
Gebiet der Erfindung 



Die Erfindung betrifft ein Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem fOr ein 
walzlager gemaf3 dem Obert^egriff des Patentanspruchs 1 und ein Walzlager 
mit einem solchen System 

Hintergrund der Erfindung 

Aus der DE 101 36 438 A1 ist eine Sensoranordnung in einem Walzlager be- 
kannt die zur Ermlttlung physikalischer Gr63en wShrend der Bewegung eines 
im Walzlager gelagerlen Bauteils geelgnet ist. Bel dieser Sensoranordnung 
werden die-auf die Lagerschalen_des Waizlagers vyirkenden Krafte und Momen- 
te dadurch erfasst. dass mechanische Spannungen oder sonstlgen phys.kal.- 
) schen Reaktionen der Lagerschalen auf diese Krafte und Momente mit an den 
Lagerschalen angebrachten Sensorelementen und Elektronikbausteinen test- 
gestellt werden. Die Sensorelemente sind dabei als Dehnungsmesswiderstan- 
de ausgebildet. die vorzugsweise in einer Nut am Umfang der feststehenden 
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Lagerschale befestigt sind. wobel letztere als innere oder auBere Lagerschale 
eines Walzlagers aufgebildet sein kann. 

GemaB dieser Druckschrift konnen die Dehnungsmesswiderstande uber eine 
5 Isolationsschicht auf einem metallischen Zwischentrager wie z.B. einem Platt- 
chen aufgebracht sein. Ein welteres als Schaitungstrager ausgebildetes Tra- 
germaterial umgibt den genannten Zwischentrager mit den Dehnungsmesswi- 
derstanden und dient zur Aufnahme von elektronischen Bausteinen und Leiter- 
bahnen. Zur Befestigung des ZwischentrSgers und des Schaltungstragers an 
10 der Lagerschale sind diese In die Nut derselben eingepresst oder elnge- 
schweiBt. 

Daruber hinaus ist aus dieser DE 101 36 438 A1 bekannt, dass die Dehnungs- 
messwiderstande auf dem metallischen Zwischentrager In Fonm einer axial und 

15 tangential messenden Voll- oder Halbbruckenschaltung aufgebracht sein kon- 
nen. Zudem offenbart diese Druckschrift. dass mit den elektronischen Baustei- 
nen eine SIgnalauswertung und SignalQbertragung zu weiteren IVlessstellen 
Oder anderen Auswerteschaltungen bzw. zu einem Anschlussstecker erfolgt. 
Die SignalQbertragung bei diesem bekannten l\/lesslager kann dabei seriell uber 

20 einen Digital- oder einen Analogbussystem erfolgen. das beispielsweise in ei- 
nem Kraftfahrzeug angeordnet ist. 

Dieses bekannte Messlager weist aufgrund der Anordnung von Sensorelemen- 
ten und elektronischen Bausteinen in der Nut des Lagenringes zwar einen ver- 

25 gleichsweise hohen und vorteilhaften Integrationsgrad auf. jedoch wird f iir die- 
sen Aufbau eine relativ breite Nut benotigt. Da die Nut in einem solchen Lager- 
ring zur Vermeidung einer Bauteilschwachung jedoch moglichst klein gehalten 
werden soli, ist die Umsetzung der aus der DE 101 36 438 A1 bekannten An- 
ordnung in ein marktreifes Produkt weniger wahrschelnlich. Das geschilderte 

30 technische Problem tritt Insbesondere bei axial sehr schmalen Walzlagem auf. 

AuBerdem ist aus der nicht von/eroffentlichten DE 103 04 592 A1 der Anmelde- 
rin ein Messlager bekannt. bei dem die Dehnungsmessstreifen, die elektrischen 
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Leiter und/oder die elektronischen Bausteine direkt auf die Oberflaclie der Aus- 
sparung des Lagerringes oder auf die Siliziumdioxidschicht aufgesputtert sind. 

Der Aufbau des Messlagers gemaB der letztgenannten nicht vorveroffentlicliten 
5 DE 1 03 04 592 A1 bringt gegenuber dem eingangs genannten Stand der Tecli- 
n\k zwar deutliche Vorteile hinsichtlich der Kompaktheit eines an einem Walzla- 
ger ausgebildeten Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssystems, es be- 
stelit aber ein Bedarf an einer noch kostengunstiger herstellbaren Variante. So 
ist zum Beispiel die Vorbereltung der Oberflache zum Befestlgen des Systems 
10 an einem Lagerring aufwendlg und teuer, da diese genau und sauber ausge- 
fuhrt sein muss. 



Zusammenfassung der Erfindung 



15 



Vor diesem Hintergmnd besteht die Aufgabe an die Erfindung darin. ein IVIess- 
datenerfassungs- und Verarbeitungssystem fur ein Walzlager sowie ein diesbe- 
kiigliches Messwalzlager vorzustellen, das einen kompakten Aufbau liat lind 
kostengQnstig hersteilbar ist. Es sind insbesondere die Vorbereitung und die 
20 Befestigung der Sensoranordnung auf dem Lager zu vereinfacfien. 

Die Losung dieser Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen des Hauptan- 
spruchs sowie aus den IVIerkmalen der abliangigen Anspruche. 

25 Demnach betrifft die Erfindung ein IVIessdatenerfassungs- und Ver arbeitungs- 
system fur ein Walzlager. bei dem wenigstens ein Sensorelement l^-l 
Hiesbslieifen. Leiterbahnen und elektronische Bauteile benachbart zu einem 

■ ' flexiblen Tragennaterial angeordnet sind. 

30 Sensorelemente sind zum Beispiel die bekannten Dehnungsmessstreifen mit 
Leitem z.B. aus Nickel-Chrom und weitere gesondert hergestellte und an sich 
bekannte Widerstandselemente oder Leiterbahnen aus Kupfer. die gemaB ei- 
ner Ausgestaltung der Erfindung im Sinne einer WiderstandbrOcke miteinander 
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verschaltet sind. Solche Widerstandsbrucken konnen auf strelfenformigen fle- 
xiblen Tragerobjekten aber auch direkt auf das flexible Tragermaterlal aufgetra- 
gen sein. 

5 Eine weltere Ausgestaltung der Erfindung sieht einen oder mehrere Kondensa- 
toren als Sensorelemente vor. Der Grundaufbau dieser Sensoren gleicht dem 
Aufbau eines Plattenkondensators. GroBflachig auf das Tragermateriai aufge- 
brachte Leiterfiachen oder Metallfollen sind als „Kondensatorplatten" sind durch 
das flexible Tragermateriai als Dielektrikum voneinander getrennt. Dabei sind 

10 auch alternativ mehrere Flachen/Folien oder Kondensatoren in Reihe geschal- 
tet. 

Die Leiterfiachen auf der einen Seite des Tragermaterials sind zumindest par- 
tiell elastisch durch die zu erfassenden Einflusse aus dem WSIzlager In Rich- 

15 tung der gegenuberiiegenden Flachen/Folien soweit verformbar, dass sich der 
Abstand zwischen den einander gegenuberiiegenden Flachen/Folien und sich 
damit die Kapazitat des/der Kondensators/Kondensatoren verandert. Die Ein- 
flQsse aus dem Walzlager sind beispielsweise elastische Verformungen eines 
Lagerringes aus dem waizkontakt der Walzkorper mil dem Lagerring. Die elas- 

20 tischen Verformungen des Ringes Qbertragen sich auf die elastischen Flachen 
des Kondensators, so dass die Anderung der Kapazitat ein Bewertungskriteri- 
um fiir die elastische Verformung in dem Lagerring ist. 

Altemativ biidet die sich elastisch verformende Oberflache des Walzlagerbau- 
25 teiles die eine Platte des Kondensators. die dann auf der einen Seite des Tra- 

gemiaterials mit dem Tragermateriai. beispielsweise uber eine sehr diinne und 

elastische Schicht aus Kleber. verbunden ist. Auf der anderen Seite des ent- 

sprechehd diinn und elastisch ausgefiihrten Tragermaterials ist dann eine oder. 

sind dann mehrere der Flatten des Kondensators in Form der Leiterfiachen 
30 Oder Folien angeordnet. Durchkontaktierungen durch das Tragermateriai sind 

im Falle der Venwendung von Kondensatoren als Sensorelemente nicht erfor- 

deriich. 
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Die Sensorelemente. die Leiterbahnen und die elektronischen Bauteile sind mit 
dem flexiblen Tragermaterial an der von dem Waizlagerbauteil abgewandten 
Seite - also oben, vorzugsweise aber unten direkt verbunden. Dies ist aus der 
DE 103 04 592 Mnicht vorbekannt. da bei dieser die Dehnungsmessstreifen 
5 auf einem Isolationssubstrat aufgebracht sind. welches direkt auf einem Waiz- 
lagerbauteil aufgebracht ist. 

GegenQber diesem Stand der Technik bietet die Erfindung eine Reihe von Vor- 
teilen. So kann durch den geschilderten Aufbau das Messdatenerfassungs- und 
10 Verarbeitungssystem samt aller Sensorelemente in geschutzter Umgebung 
komplett hergestellt und anschlieBend mit dem jeweiligen waizlager verbunden 
werden. Dadurch bietet sich die MSglichkeit, die Funktionsfahigkeit des Mess- 
datenerfassungs- und Verarbeitungssystems schon vor der Verbindung mit 
dem Waizlager zu iiberprOfen, daran Anderungen vorzunehmen Oder dieses 
1 5 als sogenannten Ausschuss nicht waiter zu venwenden. AuBerdem sind. da die 
Sensorelemente nicht direkt auf der Oberflache des Walzlagerbauteiles aufge- 
bracht sind. keine kostenaufwendigen Vorbereitungen dieser Oberflache erfor- 
derlich.' 

20 Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei einer losbaren Verbindung zwischen 
einem waizlageri^auteil und dem lyflessdatenerfassungs- und Verarbeitungssys- 
tems dieses bei einem Defekt leicht entfernt und durch ein funktionsfahiges 
Exemplar ausgetauscht werden kann. ohne dass dazu das waizlager aufwen- 
dig bearbeitet werden muss. Dies ist besonders bei groBen Walzlagem von 
25 wirtschaftlicher Bedeutung. Dieses Austauschexemplar kann beispielswe.se 
auch ein solches sein. mit dem andere Messungen durchfQhrtar sind. 

- Als weiterer Vorteil soil -enwahnt werden. dass- das Aufbringea vxjn Sensoxele-. 
menten. Leiterbahnen und elektronischen Bauteilen auf einem flach auf einer 
30 Unterlage liegenden Tragermaterial deutlich kostengunstiger ist als derartige 
Produktionsschritte auf gekriimmten Oberfiachen. so dass sich bei verbesserter 
Funktionaiitat gegenUber dem Stand der Technik Herstellkosten einsparen las- 



sen. 
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GemaB einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist vorgesehen. dass 
die Sensorelemente auf der Unterseite. und die Leiterbahnen sowie die elekt- 
ronischen Bauteile auf der Oberseite des fiexiblen Tragermaterials befestlgt 
5 sind. Alternativ dazu ist vorgesehen. dass die eiektronischen Bauteile sowie die 
Leiterbahnen auf der Unterseite und die Sensorelemente auf der Oberseite des 
Tragemnaterlals angeordnet sind. 

Zur Welterieitung der von den Sensorelementen ermittelten verformungsbe- 
10 dlngten Widerstandsandemngen sind diese Qber Kontaktierungselemente sig- 
naltechnisch entweder mittels Durchkontaktiemngseiementen mit den auf der 
gegenuberliegenden Seite des fiexiblen Tragemaaterials angeordneten Leiter- 
bahnen verbunden. oder zu benachbarten eiektronischen Bausteinen mittels 
Leiterflachen/Banen verbunden. Die Durchkontaktierungselemente sind vor- 
15 zugsweise senkrecht zur Langs- und Quererstreckung des fiexiblen TrSgemia- 
terials in demselben ausgebildet und ausgerichtet. 

Die Sensorelemente sind bevorzugt derjenigen Seite des fiexiblen Tragermate- 
rials befestigt. die auf die Oberflache desjenigen Walzlagerbauteils zuweist. an 
20 dem das Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem angeordnet ist. 

Ein welterer Aspekt der Erfindung betrifft die Ausbildung des fiexiblen Trager- 
materials. welches vorzugsweise aus elner Folle oder aus mehreren Oberein- 
anderliegenden Folien besteht. Diese Folie beziehungsweise Folien konnen 
25 dabei aus einem Kunststoff oder einer dunnen und blegsamen MetallfoI.e be- 
stehen. Alternativ dazu ist die Folie aus modemen Werkstoffen, wie Keram.k. 
hergestellt. Sofem ein Kunststoff zur Anwendung gelangt. wird ein Poly.m.d 
' bevorzugt 

30 Das Aufbrlngen der Sensorelemente. der Leiterbahnen und der eiektronischen 
Bauteile auf das flexible Tragemaaterial erfolgt vorzugsweise mittels e.nes 
Siebdruckverfahrens. durch Aufdampfen oder dutch Abschelden von Leiter-. 
Halbletter- und/oder Isolatlonsmaterialien. Die Sonderform des Aufklebens von 
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separat gefertigten Sensorelementen auf das flexible Tragermaterial wurde Ja 
schon erwahnt. 

Dariiber hinaus 1st es auch moglich. dass die Sensorelemente. die Lelterbah- 
5 nen und/oder die elektronisciien Bauteile jewells auf einem separaten flexiblen 
Tragermaterial ausgebildet sind, die zu einem gemeinsamen flexiblen Trager- 
material mltelnander verbunden sind. 

Mit Bezug auf die Definition der elektronischen Bauteile soil nicht unenwahnt 
1 0 blelben. dass diese als diskrete Bauteile wie WIderstande. Kondensatoren und 
ahnliches ausgebildet sein kSnnen. Daruber hinaus konnen diese elektroni- 
schen Bauteile auch als Mikroprozessor oder als kompletter Mikrocomputer 
ausgebildet sein. Wichtig ist jedoch, dass zunSchst elne Eingangsstufe aus 
mindestens einem Verstarker mit den Sensorelementen verbunden Ist. 

15 

Sofern das flexible Tragermaterial weitgehend dunn und flexibel ausgebildet ist. 
kann naoh einer anderen Welterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass 
das flexible Tragermaterial Im Berelch des Verstarkers. eines Mlkroprozessors 
Oder Mikrocomputers eine grSBer mechanische Steifigkeit aufweist als in be- 
20 nachbarten Berelchen. Dies kann beisplelsweise durch an dieser Stella dicke- 
res Tragermaterial oder elne Verstarkung des Tragermaterials durch Material- 
auftrag o.a. realisiert sein. 

Sofern die Sensorelemente auf dem flexiblen Tragermaterial aufgeklebt sind. 

25 kann gemaB einer anderen Ausbildung der Erfindung vorgesehen sein. dass 
auf dem flexiblen Tragermaterial ein Klebstoff zur Befestigung der Sensorele- 
mente aufgetragen und vor dem Anbringen der Sensorelemente mit einer 
Schutzfolie abgedeckt ist. Diese Vorgehensweise ist beisplelsweise dann..sinn-. 
voll. wenn das Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssystem derart variabel 

30 auJgebildet sein soil, dass je nach Anwendungsfall unterschiedlich geformte 
Sensorelemente messtechnisch zur Anwendung gelangen sollten. 

Zudem Ist es slnnvoll die Oberfiache der Sensorelemente und der Leiterbahnen 
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mit einer elektrischen Isolatlonsschicht abzudecken. Diese Isolationsschicht 
kann aus einem Lotstopplack bestehen oder ist durch den Klebstoff gebildet. 
mit dam das System am Walzlagerbauteil befestigt ist. 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor. dass die elektrischen und 
elektronischen Bauteile sowie die Isolationsschichten und das flexible Trager- 
material aber auch die Sensorelemente zumindest teilweise aus leitenden. 
halbleitenden und/oder isolierenden Polymeeren bestehen oder aufgebaut 
sind. 



Das erfindungsgemaBe Messdatenerfassungs- und Verarbeltungssystem w.rd 
mit Vorteil an einem W&lzlager genutzt. wobel das Messdatenerfassungs- und 
Verarbeitungssystem in einer Aussparung bezlehungsweise in einer Umfangs- 
nut Oder an einer nutlosen beziehungsweise aussparungslosen Ringflache an 
15 einem von zwei Walzlagerbauteilen befestigt ist. welche Waizkdrper zwischen 
sich einschlieBen. Derartige Walzlagerbauteile sind bekanntermaBen der In- 
nenring und der AuBenring eines Walzlagers. Vorteilhaft wird das erfindungs- 
gemaBe Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssystem auch an Linearla- 
gern eingesetzt. 

20 

Sofem das Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem in einer Aussparung 
Oder Nut an einem Walzlagerbauteil befestigt ist. wird empfohlen dieses m.t 
einem Vergussmaterial abzudecken. wenn eine dauerhafte und unveranderte 
Nutzung eines solchen Messwalzlagers sinnvoll und gewOnscht Ist. 

25 

SchlieBlich sei enA/ahnt. dass das Messdatenerfassungs- und Verarbeitungs- 
system mit Vorteil auf der AuBenseite eines Gehauseflansches befestigt ist. an 
dessen Innenwand Walzkorper abrollen. 



30 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 



Die 



Erfindung lasst sich anhand von Ausfuhrungsbelsplelen naher eriautern. Es 
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zeigen: 

Figur 1 einen schematischen Quersclinitt durch ein erfindungsge- 
maB ausgebildetes Messdatenerfassungs- und Verarbeitungs- 
5 system mit einem Dehnmessstreifen, 

Figur 2 eInen schematischen Querschnitt durch einen Walzlager- 
auBenring mit einem in eine Umfangsnut eingebauten IVIess- 
datenerfassungs- und Verarbeitungssystem mit Widerstands- 
1 0 brucl<en aus Kupfer und 

Figur 3 einen schematischen Querschnitt durch eln erfindungsge- 
maB ausgebildetes iVIessdatenerfassungs- und Verarbeitungs- 
system mit einem Kondensator. 

15 

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen 

Die Darstellung in Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eln 
20 erflndungsgemaB ausgebildetes Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem 1 . 
dessen zentrales Bauteil ein als FoHe ausgebildetes flexibles Tragermaterial 2 
1st. An der Unterseite dieses Tragemnaterlals 2 beflnden sich aIs Sensoreie- 
^PPtP 1 Q ^.n^onrrinpte Dehnunasmessstrelfen 3. die in diesem Fall in die Ebe- 
ne der Darstellung hinein, aber altemativ auch in beliebige Richtungen ausge- 
25 richtet sind und die in diesem konkreten Ausfuhrungsbelspiel photolithogra- 
phisch aber auch altemativ mittels Siebdruck aufgetragen sind. Als Unterseite 
des flexiblen Tragermaterials 2 ist diejenige Seite definiert. die befestigungssei- 
tig In Richtung des Walzlagerbauteiles. an dem das Datenerfassungs-. und Ver- . 
arbeltungssystem angeordnet ist. weist. Dabei Ist/sind das/die Datenerfas- 
30 sungs- und Verarbeitungssystem(e) beispielsweise an einem Innenumfang 
Oder AuBenumfang bzw. stimseitig eines oder mehrerer innerer oder auBerer 
Lagerringe o.a. angeordnet. 
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Zudem ist in Fig. 1 deutlich erkennbar, dass die freien Oberflachen der Delin- 
messstreifen 3 mit einem Isolationsmaterial 8 abgedeckt sind, welches In die- 
sem Beispiel aus einem L6tstopplacl< oder Kleber besteht. 

5 Auf der gegenuberliegenden Oberseite des Tragermaterials 2 sind Leiterbah- 
nen 4, elektronische Einzelbauteile 5 sowie ein l\/likrocomputer 6 angeordnet, 
wobel die einzelnen elektronischen Bautelle 6 beispielsweise elektrisclie Wi- 
derstande, Kondensatoren u.a. sein konnen. Diese Leiterbalinen 4, Elektronik- 
bautelle 5 und Mikrocomputer 6 sind mit einer oder verschlenen Herstelltechno- 

10 loglen auf das Tragermaterial 2 aufgebracht, wobei das Aufdampfen und/oder 
Aufbringen von Leiter- und Halbleiter- und/oder Isolationsmateriallen bevorzugt 
photolithographlsch aber auch altemativ mittels Slebdruck vorgenommen wird. 

Niclit ausgeschlossen wird in diesem Zusammenliang ausdruckllch, dass die 
15 elektrischen und elektronischen Bauteile sowie die Isolationsschichten und das 
flexible Tragennaterial aus Polymeeren bestehen oder aufgebaut sind. 

Wie Fig. 1 auBerdem zeigt, sind insbesondere die Leiterbahnen 4 an der Ober- 
seite des flexiblen Tragermaterials 2 ebenfalls mit einem Isolationsmaterial 8 
20 abgedeckt. Zudem sind an verschienenen Stellen auf dem flexiblen Tragerma- 
terial 2 elektrische Kontaktstellen 7 ausgeblldet, die als Verbindungs- bezie- 
hungswelse LStstQtzpunkte zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwi- 
schen den elektronischen Bauteilen 5 beziehungswelse den Anschlussstellen 
des IVIikrocomputers 6 mit den Leiterbahnen 4 dienen. 

25 

Zur elektrischen Verbindung der Dehnungsmessstrelfen 8 und zumlndest elni- 
gen der Leiterbahnen 4 auf der gegenuberiiegenden Selte des flexiblen Tra- 
germaterials 2 sind in demselben an geelgneterr Stellen sogenannte Durchkon- . 
taktierungselemente 13 angeordnet. die sich im wesentlichen senkrecht zur 
30 Langs- und Quererstreckung des flexiblen Tragermaterials 2 erstrecken. Derar- 
tige Durchkontaktierungselemente sind zum Beispiel elektrische Leiter aus 
Kupfer, mit denen die Verbindung durchkontaktiert ist. 
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Ein solchermaBen aufgebautes Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssys- 
tem 1 lasst sich verglelchsweise einfach an einem Walzlager befestigen. Fig. 2 . 
zelgt dazu in einem Ausfuhrungsbeisplel der Erfindung, dass ein solches 
Messdatenerfassungs- und Verarbeitungssystem 1 in eine Umfangsnut 12 ei- 
5 nes WalzlagerauBenringes 9 eingesetzt und auf einer am Nutboden aufge- 
brachte Klebstoffschicht 1 0 befestigt ist. Dieser Kiebstoff 1 0 kann aber ebenso 
gut vor IVIontagebeginn auch an der Unterseite des flexiblen Tragermaterials 2 
die Dehnungsmessstreifen uberdecl<end aufgetragen sein. 

1 0 Alternativ zu der Daretellung nach Figur 1 , ist das Sensorelement 1 9 aus Wi- 
derstandsbrucken 14 mit Leitem aus Kupfer anstelle der Dehnmessstreifen 3 
gebildet. Das Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem 1 auf dem flexiblen 
Tragermaterial 2 ist dabel am AuBenumfang des LagerauBenrings 9 so ange- 
ordnet, dass die Widerstandsbrucken 14.in Richtung zu den hier nicht darge- 

1 5 stellten Walzkorpern des Walzlagers weisen. 

SchlieBlich zeigt Fig. 2. dass in diesem Ausfuhrungsbeispiel das IVlessdatener- 
fassungs- und Verarbeitungssystem 1 mit einer vor mechanischen und elektri- 
schen Einflussen scliutzenden Vergussmasse 1 1 abgedeckt ist. 



20 



Figur 3 zeigt ein Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem 15. dessen Sen- 
sorelement 19 durch einen Plattenkondensator 16 gebildet ist. An der Obersei- 
te des Tragermaterials 2 sind dazu zwei in Reihe geschaitete Kondensatorplat- 
ten in Form von LeiterflSchen 17 angeordnet. die relativ starr ausgebildet sind. 
25 . An der zu dem nicht dargestellten Lager hingewandten Unterseite des Trager- 
materials 2 Ist eine weitere plattenartig ausgebildete Leiterflache 18 fest. Die 
Leiterflache 18 ist. wie auch das Tragermaterial 2 aus Polyimid folienartig und 
elastisch ausgebildet. so dass Verformungen aus dem Lagerring durch die Lei- 
terflache 18 an das Tragermaterial weitergeben werden und uber den dadurch 
30 veranderten Abstand zwischen den Leiterf lachen 1 7 und der Leiterflache 1 8 die 
Kapazitat des Plattenkondensators 16 als Messwert beeinflussbar ist. An mit 
dem Plattenkondensator 16 ist ein Verstarker 20 verbunden. 
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PatentansprQche 

. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem (1) fur ein waizlager. 
be! dem wenigstens ein Sensorelement (19). Leiterbahnen (4) und elekt- 
ronische Bauteile (5, 6) benachbart zu einem flexiblen Tragermaterial (2) 
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet. dass das Sensorelement 
(19), die Leiterbahnen (4) und die elektronische Bauteile (5. 6) mit dem 
flexiblen Tragemiaterial (2) direkt verbunden sind. 

>. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Ansprucli 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (19) auf der Untersei- 
te und die Leiterbahnen (4) sowie die elektronischen Bauteile (5) auf der 
Oberseite des flexiblen Tragemiaterials (2) befestigt sind. 

3. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet. dass die Leiterbahnen (4) sowie die elektroni- 
schen Bauteile (5) auf der Unterseite und das Sensorelement (19) auf 
der Oberseite des flexiblen Tragermaterials (2) befestigt sind. 

4 Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet. dass das Sensorelement (19) wenigstens ein 
Dehnungsmessstreifen (3) ist. 
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5. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Anspmch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dass das Sensorelement (19) ein Kondensator 
(16) mit wenigstens zwei sich einander gegenuberliegenden und dabei 
durch das flexible Tragermaterial (2) voneinander getrennten plattenartig 

5 ausgebildeten Leiterf lachen (1 7, 1 8) ist. wobei das Tragermaterial (2) ein 

DielektrH<um zwischen den Leiterfiaclien (17, 18) ist. 

6. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Ansprucli 5, da- 
durch gekennzeichnet dass wenigstens eine der Leiterflachen (1 8) auf 

10 einer Seite des Tragermaterials (2) wenigstens partieli elastisch in Rich- 

tung einer der gegenuberliegenden Leiterflachen (17) auf der anderen 
Seite des Tragermaterials (2) verformbar ist. 

7. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 1, da- 
15 durch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (19) wenigstens eine 

zumindest teilweise elastisch dehnbare Widerstandsbrucke mit mindes- 
tens einem Leiter aus Kupfer ist. 

8. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach Anspruch 1 ,2, 3, 
20 4, 5. 6, Oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sensorelement (1 9) 

mit den Leiterbahnen (4) uber Kontaktiemngselemente (13) signaltech- 
nisch verbunden ist, wobei die Kontaktierungselemente (13) Im wesentli- 
chen senkrecht zur Langs- und Quererstreckung des flexiblen Tragemia- 
terials (2) in demselben ausgebildet und ausgerlchtet sind oder flSchen- 
25 artig angeordnet sind. 

9. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem" der vorherigen Anspruche; dadurch gekennzeichnet. dass das 
Sensorelement (19) auf derjenigen Seite des flexiblen Tragermaterials 
30 (2) befestigt ist, die im montiertem Zustand auf die Oberflache desjeni- 

gen waizlagerbauteils (9) zuwelst, an dem das Messdatenerfassungs- 
und Verarbeitungssystem (1) angeordnet ist. 



FAG-454-IB 



Patentanspriiche 



Seite 3 von 6 



10. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach wenlgstens ei- 
nem der vortieiigen Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass das 
Sensorelement (19) auf derjenigen Seite des flexiblen TrSgermaterials 
(2) befestigt ist. die im montiertem Zustand auf die Oberfiache desjeni- 
gen Walzlagerbauteils zuweist, an dem das IVlessdatenerfassungs- und 
Verarbeitungssystem (1) mittels Klebmaterial (10) test ist. 

11. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherlgen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
flexible Tragermaterial (2) aus einer Folie oder aus mehreren Qbereinan- 
derliegenden Folien besteht. 

12. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das flexible Tragermaterial (2) aus einem 
Kunststoff Oder einer diinnen und biegsamen iVIetallfolie besteht 

13. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach Anspruch 12. 
dadurch gekennzeichnet. dass der Kunststoff ein Polyimid ist. 

14. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzeichnet. dass das flexible Tragermaterial (2) aus Kera- 
mik ist. 

15. Datenerfassungs- und Datenverarbeltungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherlgen Anspruche, dadurch gekennzeichnet. dass das 
Sensorelement (19). die Leiterbahnen (4) und die elektronlschen Bautei- 
le (5. 6) auf dem flexiblen Tragermaterial (2) mittels eines Siebdruckver- 

• - fahrens. durch Aufdampfen oder Abscheiden von Isolator-. Leiter- 
und/oder Halbleitermaterialien gebildet sind. 
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16. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprQche. dadurch gekennzeichnet. dass das 
Sensorelement (19). die Leiterbahnen (4) und/oder die elektronischen 
Bauteile (5) jeweils auf separaten flexiblen Tragermaterialien ausgebildet 

5 sind, die zu einem gemeinsamen flexiblen Tragermaterial (2) miteinan- 

der verbunden sind. 

17. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. dass 

10 wenigstens eines der elektronischen Bauteile (5) ein Verstarker (20) ist. 

IS.Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprQche. dadurch gekennzeichnet. dass das 
flexible Tragermaterial (2) zumindest im Berelch des Verstarkers (20) ei- 
1 5 ne groBer mechanische Steif igkeit aufweist. 

IQ.Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dass das 
Sensorelement (19) auf dem flexiblen Tragenmaterial (2) aufgeklebt ist. 

20.Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dass auf 
dem flexiblen Tragermaterial (2) ein Klebmaterial (10) zur Befestigung 
des Sensorelements (19) aufgetragen und vor dem Anbrlngen des Sen- 
sorelements (19) mit einer abziehbaren Schutzfolle abgedeckt ist. 



20 



25 



21.Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenigstens ei- 

hern der vorherigen AnsprQche. dadurch gekennzeichnet, dass die 

Oberflache des Sensorelements (19) und der Leiterbahnen (4) mit einer 
30 elektrischen Isolatlonsschicht (8) abgedeckt ist. 
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22. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenlgstens ei- 
nem der vorherigen AnsprCiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Oberflache des Sensorelements (19) und der Leiterbahnen (4) mit einer 
eiel<trischen Isolationsscliicht (8) abgedeclct ist und dass die Isolations- 

5 schiclit (8) ein Ldtstopplack ist. 

23. Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nacli wenigstens ei- 
nem der vorherigen AnsprCiche, dadurch gekennzeichnet. dass die 
Oberflache des Sensorelements (19) und der Leiterbahnen (4) mit einer 

10 elektrischen Isolatlonsschicht (8) abgedeckt ist und dass die Isolations- 

schicht (8) ein Klebmaterial (10) ist. wobei das Klebmaterial (10) an der- 
jenigen Seite des flexiblen TrSgermaterials (2) aufgetragen ist, die Im 
montiertem Zustand auf die Oberflache desjenigen Walzlagerbauteils (9) 
zuweist, an dem das IVlessdatenerfassungs- und Verarbeitungssystem 

15 (1 ) mittels des Klebmateriais (1 0) test ist. 

24.Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem nach wenlgstens ei- 
nem der vorherigen Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, dass die e- 
lektrischen und elektronischen Bauteile sowie die Isolationsschichten 
20 und das flexible Tragermaterial (2) sowIe das Sensorelement (19) zu- 

mindest teilwelse aus elektrisch isolierenden, halbleitenden und/oder lei- 
tenden Polymeeren bestehen Oder aufgebaut sind. 

25.WaIzlager mit einem Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem 
25 nach wenigstens einem der vorherigen Anspriiche. dadurch gekenn- 
zeichnet. dass das Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem (1) in 
wenigstens einer Ausspamng beziehungsweise einer Umfangsnut (12), 
Oder an elher nutlosen beziehungsweise aussparungslosen Flache- we- 
nigstens eines Walzlagerbauteiles (9) befestigt ist. wobei das waizla- 
30 gerbauteil (9) sowie mindestens ein weiteres Walzlagerbauteil Walzkor- 
per zwischen sich einschlieBen. 
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26. Walzlager mit einem Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem 
nach wenigstens einem der vorherigen Anspruche. dadurch gekenn- 
zeichnet. dass das Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem (1) in 
wenigstens einer Aussparung beziehungsweise einer Umfangsnut (12). 
Oder an einer nutlosen beziehungsweise aussparungslosen Fiache we- 
nigstens an der AuBenseite eines LagerauBenringes (9) befestigt ist. 

27. Walzlager mit einem Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem 
nach wenigstens einem der vorherigen Anspruche. dadurch gekenn- 
zeichnet dass das Datenerfassungs- und Datenverarbeitungssystem 
(1) mit einem isolierenden Vergussmaterial (11) abgedeclct ist. 
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Zusammenfassung 



Die Erfindung betrifft ein Datenerfassungs- und Verarbeitungssystem (1) 
fur ein Waizlager, bei dem wenlgstens ein Sensorelement (19). Leiterbahnen 
(4) und elektronische Bautelle (5. 6) benachbart zu einem flexiblen Tragermate- 
rial (2) angeordnetsind. Urn ein solches Datenerfassungs- und Datenverarbei- 
tungssystem (1) sehr kostengOnstig und variabel in seiner Anwendung herstel- 
len zu konnen. ist vorgesehen, dass das Sensorelement (1 9). die Leiterbahnen 
(4) und die elektronlschen Bauteile (5, 6) mit dem flexiblen Tragemiaterlal (2) 
direkt verbunden sind. 

(Figur 1) 



